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요약

많은 샘플 챔버들 내에 각각 담긴 샘플의 탁도를 순서대로 측정하기 위해서 복수개의 샘플 챔버들과 함께 하나의 공통 
광원 및 하나의 공통 검지기가 사용되는 탁도계 어레이 시스템이 기술된다. 공통 광원과 공통 검지기를 사용하는 많은 
실시예들이 기술된다. 이러한 시스템은 고비용의 구성부가 공유됨으로 인해서 비용면에서 효율적이다.

대표도
도 1

색인어
탁도계, 탁도계 어레이 시스템
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명세서

    기술분야

본 발명은 탁도계에 관한 것이며 또한 물(예를 들면 음료수)의 탁도를 모니터링하기 위해 탁도계를 사용하는 것에 관한 
것이다. 더욱 상세히는, 본 발명은 멤브레인 필터로부터의 유출수를 모니터링하기 위해 탁도계를 사용하는 것에 관한 
것이다.

    배경기술

    
음료수를 생산하기 위한 많은 물공장은 멤브레인 필터(예를 들어 마이크로여과(microfiltration), 울트라여과(ultra-
filtration), 나노여과(nano-filtration))를 이용한다. 전형적인 울트라여과 멤브레인은 0.1마이크론 미만의 유효 유
공 크기(effective pore size)를 가지며, 이로 인해서 세균성 병원균을 완전히 제거할 뿐만 아니라 대부분의 바이러스
들을 걸러낼 수 있는 능력을 갖는다. 캘리포니아 보건국과 기타의 주립 및 연방 관련청들은 울트라여과 기술을 채용하
여 수생식물(water plants)에게 바이러스 제거를 제공할 수 있는 방안에 대해 고려하고 있다. 만약 채용된다면, 음료
수의 화학소독에 관련된 비용을 없앰으로써, 수생식물이 매우 다액의 금전을 절감할 수 있을 것이다.
    

    
여과 멤브레인을 사용하는 것과 관련된 중대한 단점은 멤브레인이 종종 파손되거나 찢어진다는 점이다. 전형적으로, 수
천개의 비교적 작은 직경을 갖는 길쭉한 멤브레인 섬유들이 하나의 카트리지 내에 평행한 배치로 담기고, 하나의 물공
장에서는 동시에 많은 수(예를 들어 20개 내지 50개씩의 랙(rack)으로 된 1000개 이상)의 이러한 카트리지를 동시에 
사용한다. 현재는, 공장의 작업자가 주기적으로(예를 들어 매 4시간 정도 마다) 각각의 랙을 라인에서 뽑아내어 일단이 
물속에 잠긴 상태로 타단으로 공기를 통과시킨다. 멤브레인이 구멍이 나거나 찢어지지 않았다면 어떤 압력 이하에서는 
공기가 멤브레인을 통과해서는 안된다. 만약 멤브레인이 찢어졌거나 구멍이 났다면 물속에 잠긴 일단의 멤브레인으로부
터 공기방울이 검출될 것이다. 그리하여 파손된 멤브레인이 식별될 수 있고 그 후 파손된 멤브레인이 기계적으로 메꾸
어진 다음에 카트리지가 다시 사용될 수 있다. 이와 같은 방식의 주된 문제점은 4시간 내지 6시간의 기간 동안 원하지 
않는 물질이 카트리지를 통과하여 유출수로 들어갈 수 있다는 점이다.
    

물생산업체가 수질을 온라인으로 모니터링하기 위해서 탁도계 및 입자 계수기(particle counters)를 제공하고 있기는 
하지만, 이들 장치들은 마이크론 미만 크기의 입자들에 대해서는 감지하지 못한다. 더욱이, 완전한 규모의 물공장은 수
백개의 멤브레인 카트리지를 요할 것이므로, 각각의 멤브레인에서의 유출수를 모니터링하기 위한 장치 비용은 엄청날 
것이다.

물을 울트라여과하는데 사용되는 다수의 멤브레인들의 유출수를 정확하고 효과적으로 모니터링하기 위한 시스템이 여
태껏 제공되지 못하였다.

    발명의 상세한 설명

본 발명의 하나의 목적은 멤브레인 여과 공장을 구성하는 다수개의 멤브레인 카트리지들의 유출수를 효과적으로 모니
터링하기 위한 탁도계 시스템을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 다수개의 샘플 챔버가 사용되는 탁도계 시스템을 제공하는 것이다.

본 발명의 추가적인 목적은 샘플 챔버들의 어레이를 구비하고 별개의(separate) 챔버들 내에 담긴 각각의 액체 샘플들
을 탁도 검사하기 위해서 공통의 광원 및 공통의 검지기가 공유되는 탁도계 시스템을 제공하는 것이다.

 - 2 -



공개특허 특2002-0063576

 
상기의 목적 및 기타의 목적들을 달성하기 위해, 본 발명은, 검사할 액체 샘플을 담고 있는 복수개의 샘플 챔버들을 포
함하는 것으로, 공통의 광원과 공통의 검지기를 포함하는 탁도계 어레이 시스템이 제공된다. 달리 말해, 상기 시스템은 
탁도 측정이 특정 챔버 내의 액체에 대해서 이루어지는 경우 공통의 광원과 공통의 검지기를 공유하는, 복수개의 샘플 
챔버들을 포함한다.

    
하나의 실시예에서는, 단일의 광원이 각각의 샘플 챔버들 내로 광빔을 순서대로 안내하도록 만들어지고, 각각의 샘플 
챔버들 내의 액체 샘플에 의해서 산란되는 광을 검출하도록 검지기 수단이 만들어진다. 또 다른 실시예에서는, 단일의 
광원이 모든 별개의 샘플 챔버들로 동시에 광빔을 안내하도록 만들어지고, 각각의 샘플 챔버들 내의 액체 샘플에 의해
서 산란되는 광을 순서대로 검출하도록 검지기 수단이 만들어진다. 예를 들면, 각각의 챔버에 셔터가 있어서 닫힌 위치
로부터 열린 위치로 이동할 수 있도록 되어 광빔이 한번에 한 챔버로 들어가도록 되고, 그 특정한 챔버로부터 산란광이 
단일의 검출기에 의해서 검출되도록 될 수 있다. 또 다른 실시예에서는, 각각의 챔버를 위해 별개의 광원이 사용되고, 
하나의 공통 검지기가 서로 다른 챔버들로부터 산란광을 순서대로 측정하기 위해서 사용된다.
    

본 발명의 시스템은 복수개의 별개의 챔버들 내에 담긴 복수개의 액체 샘플들의 탁도를, 각각의 샘플 챔버를 위한 별도
의 광원 및 별도의 검지기를 요함이 없이 효과적으로 모니터링하는 것을 가능하게 한다. 본 발명의 바람직한 실시예에
서는 공통의 광원, 검지기, 제어 전자장치, 디스플레이 등을 이용한다.

본 발명의 탁도계 어레이 시스템의 기타의 장점 및 특징들은 아래의 상세한 설명 및 도면으로부터 명백해질 것이다.

    도면의 간단한 설명

도 1은 공통의 광원, 검지기, 제어 전자장치를 공유하는 16개의 샘플 챔버들의 어레이를 보이는 개략도이다.

도 2는 도 1에 도시된 어레이의 한 샘플 챔버의 실시예를 보인다.

도 3은 제 1 광섬유가 광원으로부터의 광을 샘플 챔버로 전송하고, 제 2 광섬유가 샘플 챔버로부터의 산란광을 검지기 
수단으로 전송하고 있는 본 발명의 일실시예를 보인 것이다.

도 4는 각각이 샘플 챔버와 연결되는 광섬유들의 단부들이 지지되어 있는 회전가능한 디스크를 보인 정면도이다.

도 5는 복수개의 별개의 챔버들 내에 담긴 샘플들을 검사할 때에 하나의 공통 광원과 하나의 공통 검지기 수단이 공유
되는 본 발명의 다른 실시예를 보인다.

도 6은 복수개의 별개의 챔버들 내에 담긴 샘플들을 검사할 때에 하나의 공통 광원과 하나의 공통 검지기 수단이 공유
되는 본 발명의 또 다른 실시예를 보인다.

도 7은 복수개의 별개의 광섬유들에 의해 사용되기 위해 하나의 공통 광원이 공유되는 또 다른 방식을 보인것이다.

도 8은 복수개의 별개의 광섬유들로부터 산란광을 받기 위해 하나의 공통 검지기가 이용되는 또 다른 방식을 보인 것이
다.

도 9는 복수개의 별개의 샘플 챔버들과 관련하여 하나의 공통 광원과 하나의 공통 검지기 수단이 사용되는 또 다른 방
식을 보인 것이다.

도 10과 도 11은 복수개의 별개의 샘플 챔버들과 관련하여 하나의 공통 광원과 하나의 공통 검지기 수단이 사용되는 
또 하나의 다른 방식을 보인 것이다.

도 12는 본 발명에서의 캘리브레이션 시스템의 사용을 보인 것이다.
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도 13은 각각의 샘플 챔버가 그 자체의 광원을 포함하고, 챔버들로부터 산란광을 측정하기 위해서 공통 검지기가 사용
되는, 본 발명의 또 다른 실시예를 보인 것이다.

    실시예

본 발명은 복수개의 별개의 챔버들 내지 셀들 내에 담긴 복수개의 액체 샘플들을 탁도 검사하기 위해서 공통 광원 및 공
통 검지기 수단이 공유되는 몇 가지 실시예들을 제공한다. 도 1은 이러한 개념을 보이는 개략도이다. 하나의 광원 스테
이션(100)과 하나의 제어 전자장치 스테이션(control electronics statation)(300)을 구비하고 있는 16개의 분리된 
샘플 챔버들로 구성된 어레이가 보여진다.

이 실시예에서는, 광원과 각각의 샘플 챔버들 사이에 별개의 광섬유가 뻗어 있다. 또한, 각각의 샘플 챔버와 검지기 사
이에 별개의 광섬유가 뻗어 있다. 상기 챔버들은 각각 적절한 입구 및 출구 윈도우를 가져 광빔이 챔버 내로 들어오도록 
함과 아울러 산란광이 챔버 밖으로 전송될 수 있게 한다. 챔버들 각각은, 바람직하게는, 각각의 챔버에서 검사되는 액체
(예를 들어, 물)를 위한 적절한 입구 및 출구 포트를 포함한다.

    
챔버(1) 내의 샘플의 탁도를 검사하기를 원하는 경우, 광원으로부터의 광이 챔버(1)까지 뻗어 있는 광섬유(101)를 통
해서 안내된다. 도 2를 참조하면, 광섬유(101)로부터의 광빔이 챔버 1 내로 전송되어 샘플을 통과하는 것이 보여진다. 
챔버(1) 내의 샘플에 의해서 산란광(예를 들면, 90°로)은 광섬유(201)를 통해서 검지기 스테이션으로 송신된다. 종
래의 제어 전자장치는 검지기에 의해서 발생된 신호를 탁도치로 변환시켜 그 값이 디스플레이되거나 또는 기록되게 할 
수 있다.
    

광섬유(102)를 사용하여 광원(100)으로부터 광을 보내고 산란광을 광섬유(202)를 통해 검지기로 보내어 챔버(2) 내
의 샘플의 탁도를 검사하기를 원하는 경우에도 유사한 상황이 일어난다. 각각의 별개의 샘플 챔버들에 관해서 동일한 
기술이 사용된다. 각각의 챔버가 동일한 광원과 동일한 검지기 및 제어 전자장치를 사용하여 검사될 수 있으므로, 이러
한 어레이 시스템은 매우 효율적이다.

본 발명에 사용되는 광원은, 예를 들면, 종래의 텅스텐 램프, 또는 레이저, 또는 발광 다이오드(LED)일 수도 있다. 원
하는 경우에는, 다른 광원들도 사용될 수 있다.

본 발명에 사용되는 검지기 수단은 광전자 증배관(photomultiplier tube), 광다이오드(photodiode), 또는 애벌런체 
광다이오드(avalanche photodiode)와 같은 임의의 종래의 광 검지기일 수 있다.

본 발명에 따라, 공통 광원 및 공통 검지기를 별개의 샘플 챔버들의 어레이와 조합해서 사용하는 다양한 방법이 존재한
다. 이들 중 하나가 도 3 및 4에 도시된다. 각각의 샘플 챔버는, 챔버의 입구 윈도우에서 일단이 종료되고 타단은 광원
(100)에 인접한 회전가능 디스크(150)내에 위치되는 광섬유(예를 들면 101)를 구비한다. 회전가능 디스크(150)는, 
원하는 광섬유의 단부를 광원에 인접하게 위치시키도록 스테퍼 모터(160)에 의해서 선택적으로 회전될 수 있다.

    
각각의 샘플 챔버는 또한 챔버 출구 윈도우에서 일단이 종료되고 타단은 검지기(200)에 인접한 회전가능 디스크(250) 
내에 위치하는 광섬유(예를 들어 201)를 구비한다. 회전가능 디스크(250)는, 원하는 광섬유(201)의 단부를 검지기에 
인접하게 위치시키도록 스테퍼 모터(260)에 의해서 선택적으로 회전될 수 있다. 광섬유(101,201)가 광원 및 검지기
에 각각 인접한 후에는 챔버(1) 내의 샘플의 탁도가 판단될 수 있다. 회전가능 디스크(150,250)를 적절히 회전시킴에 
따라 어레이 내의 다른 챔버들 내의 모든 샘플들에 대해서도 유사하게 검사가 행해질 수 있다. 비록 16개의 별개의 챔
버들만이 도 1 내지 도 4에서 보여지고 있으나, 검사될 별개의 샘플들을 위해서 임의의 갯수의 별개의 챔버들이 존재할 
수 있다.
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도 5는 복수개의 별개 챔버들 내의 복수개의 액체 샘플들의 탁도 검사를 위해 공통 광원 및 공통 검지기 사용될 수 있는 
또 다른 방식을 보인다. 복수개의 별개 챔버들(20,21,22,23 등)이 보여진다. 각각의 챔버는 광원으로부터의 광빔을 위
한 입구 윈도우(20A 등)와 산란광이 챔버를 빠져나가도록 하기 위한 출구 윈도우(20B 등)를 구비한다. 광원은 광섬유
(120)에 의해 챔버 내로 도입되는 광빔을 제공하고, 산란광은 광섬유(220)를 통해 검지기로 전송된다. 샘플 챔버에 인
접한 광섬유(120)의 단부는 블럭(120A)에 의해서 지지되고, 샘플 챔버에 인접한 광섬유(220)의 단부는 블럭(220A)
에 의해서 지지된다. 블럭(220A)은 캐리지 스크루(270)에 연결되며 상기 캐리지 스크루(270)의 회전은 스테퍼 모터
(275)에 의해서 제어된다. 도시된 바와 같이 블럭(120A)은 블럭(220A)에 연결되어서 그것들은 단일의 유닛으로 이
동한다. 이러한 배치에서, 광빔이 들어가는 섬유와 산란광을 위한 광섬유는 하나의 샘플 챔버로부터 다른 샘플 챔버로 
스테퍼 모터에 의해서 동시에 이동된다. 임의의 원하는 수의 별개의 샘플 챔버들이 옆면 끼리 마주보는 방식(side-by
-side manner)으로 배열되어 존재할 수 있다.
    

    
도 6은 하나의 광원(130)(예를 들어 레이저) 및 하나의 광검지기(230)가 함께 설치되어, 캐리지 스크루(270) 및 스
테퍼 모터(275)에 의해서, 샘플 챔버들로 이루어진 라인을 따라서 이동하도록 만들어진 본 발명의 탁도계 어레이 시스
템의 또 다른 실시예를 보인다. 와이어(130A)가 레이저 광원을 구동할 전기 에너지를 제공하며, 와이어(230A)가 광
검지기로부터의 전기적 신호를 레코더나 디스플레이 기기로 전송한다. 이러한 방식으로, 복수개의 별개 챔버들 내에 담
긴 복수개의 별개 검사 샘플들의 탁도를 순서대로 검사하기 위해서 하나의 공통 광원 및 공통 검지기가 사용된다.
    

    
도 7은 단일의 광원(140) 및 경사진 거울(145)를 사용해서, 개별 샘플 챔버들로 연결되는 복수개의 광섬유들(101,1
02 등) 중 임의의 것에 광빔을 제공하는 것을 보인다. 광원으로부터 특정한, 예를 들어 광섬유(104)에 광을 지향시키
기 위해서는 거울(145)이 선형적으로 이동해서(예를 들면 스테퍼 모터에 의해서) 광빔이 반사되어 광섬유(104)의 단
부로 입사될 수 있는 위치로 이동된다. 거울을 광원 가까이 또는 멀리 이동시킴에 의해서, 광빔은 임의의 원하는 광섬유
의 단부 내로 반사되어 입사될 수 있다.
    

도 8은 복수개의 광섬유들(201,202 등)이 복수개의 별개 챔버들로부터의 산란광을 공통 검지기(200)로 조준하고 있
는 본 발명의 다른 실시예를 보인다. 이 실시예에서, 광섬유들 중 한번에 하나만이 공통 검지기로 산란광을 송신하도록 
허용된다.

도 9는 복수개의 샘플 챔버들(1 내지 8)의 방사상 배치 내지 배열을 보인다. 각각의 챔버는 입구 윈도우 및 출구 윈도
우를 포함한다. 공통 광원과 공통 검지기가, 검사를 원하는 임의의 챔버와 정렬되도록 용이하게 회전될 수 있는 암(13
5) 상에 지지되어 있다.

    
도 10은 복수개의 개별 광섬유들(101 등)의 일단이 광원(100)에 인접한 회전가능 디스크(150) 내에 지지되는 실시
예를 보인다. 각각의 광섬유의 타단은 각각의 샘플 챔버에 연결된다. 광섬유(201 등)의 일단은 각각의 샘플 챔버의 광 
출구 윈도우에 연결되고 타단은 공통 검지기(200)에서 종료된다. 디스크(150)를 회전시킴에 의해서, 광빔이 개별 샘
플 챔버로 안내되고, 그 특정한 샘플 챔버로부터의 산란광은 직접 검지기로 전송된다. 한 번에 단지 하나의 샘플 챔버만
이 광원으로부터의 광을 수신하므로, 산란광을 위해 수개의 광섬유들을 멀티플렉싱할 필요가 없이, 각각의 광섬유들이 
직접 검지기에 연결될 수 있다.
    

    
도 11은 공통 광원(100)과 공통 검지기(200)가 사용되는 본 발명의 탁도계 어레이 시스템의 또 다른 실시예를 보인다. 
광원으로부터의 광은 광섬유 연결기(125)로 안내되고 광섬유 연결기에는 복수개의 광섬유들(101,102 등)의 각각의 
일단이 연결되어 있다. 그 결과 광빔은 각각의 광섬유를 통해 동시에 전송된다. 각각의 광섬유의 타단은 각각의 대응되
는 샘플 챔버에 연결된다. 광섬유들(201,202 등)은 각각 각각의 대응되는 샘플 챔버의 광 출구 윈도우에 일단이 연결
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되고, 타단은 검지기(200)에 각각 연결된다. 그 결과, 광빔은 모든 샘플 챔버들로 동시에 전송된다. 각각의 샘플 챔버
는, 광 입구 윈도우를 선택적으로 개폐하여 한번에 하나의 챔버만이 전송된 광빔을 수신할 수 있도록 하기 위한 셔터 수
단을 포함할 수 잇다.
    

    
도 12는 유닛의 캘리브레이션을 확인할 수 있도록 고안된 샘플 챔버(30)를 보인다. 챔버(30)는 공극(32C)이 형성된 
수평 플로어(32B)와 그 아래의 경사진 플로어(32A)로 구성되는 광 트랩 구역(light trap section)(32)을 포함한다. 
측정 챔버(30)의 상부에는 캘리브레이션 챔버(31)가 위치된다. 광원(예를 들어 레이저 광섬유 장치(laser fiber opt
ics))으로부터의 광빔은 먼저 빔 분리기(beam splitter)(BS)를 지나면서 약 90%는 통과하고 약 10%는 반사되어서 
캘리브레이션 경로로 진입한다. 통과한 주 빔(L1)은 셔터(S1), 디퓨저(D)를 지나 챔버(30) 내의 샘플을 통과한 다음 
공극(32C)을 통해 광 트랩(32) 내로 간다.
    

    
유닛의 캘리브레이션을 확인하는 것이 요망되는 경우에는, 셔터(S1)가 밀폐되고 셔터(S2)가 개방된다. 이로 인해 빔 
분리기(BS)로부터의 광이 중성 밀도 필터(neutral density filter)(ND)(광빔을 약 1000배 만큼 약화시킴)와 두 개의 
편광기(P1, P2)를 지나 거울(M)에 도달해서 반사되어 개방된 셔터(S2)와 디퓨저(D)를 통해 빔(L2)로 샘플 챔버(3
0) 내로 들어간다. 이 캘리브레이션 빔은 상기 두개의 편광기를 사용할 때 알려진 양만큼의 탁도를 읽도록 공장출하시 
조정되어 있다. 확인시에, 장치는 이러한 미리 결정된 값에 대응하는 탁도 판독치를 찾는다. 만약 탁도 판독치가 미리 
설정된 한계 내에 있다면 장치가 바르게 작동하고 있는 것으로 본다. 만약 측정된 판독치가 미리 설정된 한계 내에 있지 
않다면, 이용가능한 신호를 사용하여 캘리브레이션이 수행된다. 또 다르게는, 캘리브레이션의 확인은 두 개의 셔터(S1,
S2)를 모두 개방한 상태에서 행해질 수도 있다. 그러한 경우에, 장치는 공장 설정 캘리브레이션 신호에 해당되는 양 만
큼의 탁도 판독치 상의 증가를 찾는다.
    

상술된 바와 같은 유형의 캘리브레이션 확인 시스템이 미국 특허 5,912,737호에 개시되어 있다.

도 13은 각각의 샘플 챔버가 그 자체의 광원(100)을 포함하나 공통의 검지기(200)가 사용되는, 본 발명 탁도계 어레
이 시스템의 다른 실시예를 보인다. 각각의 샘플 챔버로부터 나온 광섬유(201,202,203,204 등)는 공통 검지기까지 연
장된다. 이러한 배열에서는, 각각의 샘플 챔버로부터 탁도계 판독치가 얻어지도록 하기 위해서 한번에 하나의 광원만이 
켜진다.

본 발명의 범위와 요지를 벗어남 없이 다양한 변형이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

복수개의 액체 샘플들 각각의 탁도를 측정하기 위한 것으로서, 검사될 액체 샘플을 각각 담고 있는 복수개의 샘플 챔버
들을 포함하여 구성되고, 하나의 공통 광원과 하나의 공통 검지기 수단을 포함하며, 상기 광원은 상기 액체 샘플 내로 
광빔을 안내하고 상기 검지기 수단은 상기 액체 샘플에 의해서 산란된 광을 검출하도록 되는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 광빔을 상기 각각의 샘플 챔버들 내로 순서대로 안내하기 위한 단일의 광원이 있고, 상기 검지기 수
단은 상기 각각의 샘플 챔버들 내의 상기 액체 샘플들에 의한 산란광을 순서대로 검지하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 3.
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제 2 항에 있어서, 상기 각각의 샘플 챔버는 광 입구 윈도우와 광 출구 윈도우를 포함하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 4.

제 2 항에 있어서, 상기 샘플 챔버들은 옆면 끼리 마주보는 방식으로 배열되어 있는 것을 특징으로 하는 탁도계 어레이 
시스템.

청구항 5.

제 4 항에 있어서, 상기 광원과 상기 검지기 수단을 지지하고 광원 및 검지기 수단의 위치를 하나의 샘플 챔버로부터 다
른 샘플 챔버로 진행시키기 위한 캐리지 수단을 추가로 포함하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 상기 샘플 챔버들은 선형적으로 배열된 것을 특징으로 하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 7.

제 5 항에 있어서, 상기 샘플 챔버들은 방사상으로 배열된 것을 특징으로 하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 8.

제 5 항에 있어서, 상기 광원은 레이저로 구성되는 것을 특징으로 하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 9.

제 5 항에 있어서, 상기 광원은 램프로 구성되는 것을 특징으로 하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 10.

제 5 항에 있어서, 상기 광원은 발광 다이오드로 구성되는 것을 특징으로 하는 탁도계 어레이 시스템.

청구항 11.

제 3 항에 있어서, 상기 샘플 챔버로 광을 전송하기 위한 상기 광원과 상기 광 입구 윈도우 사이에 위치하는 제 1 광섬
유 수단을 추가로 포함하고, 상기 출구 윈도우로부터의 산란광을 상기 검지기 수단에 전송하기 위한 상기 검지기 수단
과 상기 광 출구 윈도우 사이에 위치하는 제 2 광섬유 수단을 추가로 포함하는, 탁도계 어레이 시스템.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 상기 제 1 광섬유 수단은 상기 광 입구 윈도우에 위치되는 일단과 상기 광원에 인접한 회전가능 디
스크에 위치되는 타단을 포함하며, 상기 디스크의 회전에 의해 상기 광원이 상기 제 1 광섬유 수단들 중 원하는 하나를 
통해 광을 전송할 수 있게 되는, 탁도계 어레이 시스템.

청구항 13.

제 11 항에 있어서, 상기 제 2 광섬유 수단은 상기 광 출구 윈도우에 위치되는 일단과 상기 검지기 수단에 인접한 회전
가능 디스크에 위치되는 타단을 포함하며, 상기 디스크의 회전에 의해 상기 검지기가 상기 제 2 광섬유 수단들 중 원하
는 하나를 통해 전송된 광을 검지할 수 있게 되는, 탁도계 어레이 시스템.
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청구항 14.

제 2 항에 있어서, 상기 검지기 수단은 광전자 증배관, 광다이오드, 또는 애벌런체 광다이오드로 구성되는, 탁도계 어레
이 시스템.

청구항 15.

제 11 항에 있어서, 상기 광원으로부터 선택된 상기 광섬유 수단 내로 광을 반사시켜 보내기 위한 이동가능한 거울을 
추가로 포함하는 것을 특징으로 하는, 탁도계 어레이 시스템.

청구항 16.

제 11 항에 있어서, 상기 광원으로부터 광을 수신하여 상기 광섬유 수단 각각 내로 동시에 안내하기 위한 연결기 수단
을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는, 탁도계 어레이 시스템.

청구항 17.

제 2 항에 있어서, 상기 챔버 각각에 관련되는 캘리브레이션 확인 수단을 추가로 포함하며, 상기 캘리브레이션 확인 수
단은,

(a) 상기 광원으로부터의 광을 제 1 및 제 2 빔으로 나누기 위한 빔 분리기와,

(b) 상기 제 2 빔 내의 광을 편광시킴과 아울러 그를 통과하는 광량을 제어하는 편광기 수단과,

(c) 상기 제 2 빔의 상기 챔버 내로의 투과를 제어하는 셔터 수단을을 포함하여 구성되는, 탁도계 어레이 시스템.

청구항 18.

(d) 각각이 검사될 액체 샘플을 담고 있는 복수개의 샘플 챔버들과,

(e) 상기 각각의 샘플 챔버와 작동적으로 관련되는 광원 수단과,

(f) 상기 각각의 샘플 챔버 내의 상기 액체 샘플에 의한 산란광을 순서대로 검출하도록 만들어진 단일의 검지기 수단을 
포함하여 구성되는, 탁도계 어레이 시스템.
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